Local da Fonte
Fixa

FF1 - Lavador
de gases
associado ao
depdsito de
4cido cloridrico

FF2 - Lavador
de gases
associado ao
depdsito de
amonia

FF3 - Lavador
de gases
associado ao
depdsito
hipoclorito de
sodio

FF4 - Sistema
de extracgdo
da zona de
enchimento

Fotografia da Fonte Fixa

Altura atual da = Fungdo da Fonte

fonte fixa Fixa

Lavar os gases que
se libertem dentro

10 do depdsito de
armazenagem de

acido cloridrico

Lavar os gases que

se libertem dentro
10 do depdsito de

armazenagem de

amoénia

Lavar os gases que
se libertem dentro
do depdsito de
armazenagem de
hipoclorito de

10

sodio

Remover os gases
que se libertem
durante o
enchimento das
embalagens da

10 zona de
enchimento
(minimizacdo da
exposicdo a
agentes quimicos
dos operadores)

Poluentes a
monitorizar

- Cloro (CI2)

- Compostos
inorganicos
clorados
(expressos em Cl

)

Amoniaco (NH3)

- Cloro (CI2)

- Compostos

inorganicos
clorados

(expressos em Cl-

)

- Cloro (CI2)

- Compostos

inorganicos
clorados

(expressos em Cl-

)

- Compostos
organicos
(expressos em
carbono total)
- Amoniaco
(NH3)

Horas de Regime de
funcionamento (h) monitorizacdo

Duas vezes por

150
ano
Duas vezes por
100
ano
Duas vezes por
800
ano
Duas vezes por
200

ano

Equipamentos de
redugdo ou tratamento
de emissBes

Lavador de Gases

Lavador de Gases

Lavador de Gases

Sem STEG

Eficiéncia do

< 3 -
tratamento Concentragdo [mg/Nm?2.seco] Caudal Méssico [kg/h]
Limiares mdssicos ¥
cﬁ'rgmn’) frmg/Nim) “ ﬂg};ﬁ
Minimo | Médio | Mdximo
96,407
40% -9 20642 + 4272 30 <124 al 0.3 3
[« FL) 16,1 +25 5 <0,09x102 aol aos
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Img/N) | tmg/himr) g/} Minimo | Médio | Mdximo
96,40%
MNHz< 4309 + 4N - <024 - - -
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. ,
. mmm-a;do" vmuTzh Covdal mdssico k)
fmg fmg gy Minimo | Médie | Mdximo
96.40% o< <039 30 <0,3x104 @ al 3
[=FL 38 206 5 0,04x10°2 + 0,08x10° aor ao0s -
— resicos &
Concentracdo Valores Limite Cauvdal mdssico
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Pardmetfro
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Local da Fonte
Fixa

Fotografia da Fonte Fixa

FF5 - Lavador
de gases da
linha fixa de

descarga

FF6 - Sistema
de extraccdo
misturador
atex

FF7 - Lavador
de gases do
Sistema de
extragdo da
zona de
enchimento*

Nota: A fonte fixa serd instalada em substitui¢do da FF4.

Altura atual da

fonte fixa

10

10

10

Fungdo da Fonte

Fixa associados

Remover e lavar os
gases que se
libertem durante o
enchimento de IBC
a partir de
cisternas na zona
de enchimento a
(minimizacdo da
exposi¢do a
agentes quimicos
dos operadores)

N&o aplicavel

Remover os gases
que se libertem
durante as
misturas realizadas
nos varios
misturadores

Misturadores

Remover os gases
que se libertem
durante o
enchimento das
embalagens da
zona de
enchimento
(minimizagdo da
exposicdo a
agentes quimicos
dos operadores)

N&o aplicavel.

Equipamentos

Poluentes a
monitorizar

Compostos
organicos
(expressos em
carbono total)

Compostos
organicos
(expressos em
carbono total)

- Cloro (CI2)

- Compostos
inorganicos
clorados
(expressos em Cl-
)

- Compostos
organicos
(expressos em
carbono total)
- Amoniaco
(NH3)

Horas de Regime de
funcionamento (h) monitorizacdo

Duas vezes por
50
ano
Duas vezes por
50
ano

Duas vezes por
ano

200

Equipamentos de

redugdo ou tratamento

de emissBes

Lavador de Gases

Sem STEG

Lavador de Gases

Eficiéncia do

. 3 -
tratamento Concentragdo [mg/Nm?3.seco] Caudal Méssico [kg/h]
Concentracdo Valores Limite Cavdal mdssico Limiares mdssicos
Pardmefro flg/hy)
fmg/Niv’) fmg/Nm”) tka/h) — _
96,40%
COT o <2 200 <0,1x10% @ 7 30
Limiares mdssicos %
Pardmet Concenfragdo Valores Limife avdal mdssico "
img/Nrv’) fmg/Nrr’) & ; kgt
Minimo | Médie | Mdximo
<2 200 20,2%10°% @ i 7 30
em &)
96,40%

Nota: A fonte fixa serd instalada em substituicdo da FF4. Ndo existem resultados de monitoriza¢des



